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Tantdrgy megnevezése =~ MEMS eszkozok fizikaja és technologiaja

Tantdrgy tipusa kotelez6en valaszthato
Tantdrgyfelel6s Dr. Battistig Gabor
Tematika A mikro-elektromechanikus rendszerek alkalmazasa elengedhetetlen

korszerl mechatronikai és elektronikus rendszerekben. Az els6dlegesen
érzékelési elvek mikroméretekben valé megvalésitasaval foglalkozé
teriilet kiegésziil a mikroaktuator megoldasokkal. Uj alkalmazasi teriiletek
is megjelennek, pl. orvos-bioldgiai alkalmazasok, korszer( analitikai
eljarasok.

A tantargy elsajatitasa soran a hallgatok kiegészitik, magasabb szintre
emelik fizikai, anyagtudomanyi, méréstechnikai és rendszertechnikai
ismereteiket. Az alapvetd anyagtulajdonsagokbdl eredd
anyagtulajdonsagok targyalasa elengedhetetlen az érzékelési folyamatok
megértéséhez. Az autbipari szenzorok példajan keresztiil bemutatasra
keriilnek a kiilonféle fizikai jellemzdk érzékelésére szolgal6d szenzorelvek,
szenzor technoldgidk, a tokozas kérdései, az érzékel6k rendszerbe
integraldsa, a szenzorok egymas kozotti és a rendszerben torténd

YV

A MEMS technolégia - mint a mikrotechnoldgia specidlis esete - targyalja
az alkalmazott anyagcsaladok fizikai, mechanikai, kémiai, elektromos,
optikai tulajdonsagait, a kiilonféle megmunkalasi eljarasokat — alkalmazott
anyagcsaladok, egykristdly novesztés, litografia, additiv és szubtraktiv
technoldgiak, fizikai és kémiai vékonyréteg levalasztasok, nedves kémiai
és plazmamarasi technolégiak, adalékolas. kiszerelési, tokozasi problémak
- valamint az alkalmazott anyagvizsgdalati, tesztelési, modellezési és
szimulaciés eljarasokat. Kitekintést ad a mikroméretli beavatkozdk
technikaja és technolégiaja felé.
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